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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Nэ учебного плана:

Обеспечивающий факультет :

Обеспечивающая кафедра:

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

Курс

Семестр

Виды занятий

Лекции (академ. часов)

Практические занятия (академ. часов)

Лабораторные занятия (академ. часов)

Все аудиторные (контактные) занятия (акадепл.

Самостоятельная работа (академ. часов)

Всего (академ. часов)

79l|020

Фэл

эпу

nJ

1

2

зб

0

0

часов) Зб

72

l08

Вид промея(уточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседан}Iи кафедры

ЭПУ Ц. о,r . й , протокол J\Ъ 4 .

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сиеЙ факультета электроники li .oi. 14, протокол Jtlb s- .
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
<СПЕЦИАЛЬНЫВ ВОПРОСЫ ВАКУУМНОЙ

И ПЛАЗМЕННОЙ ЭЛВКТРОНИКИ>

Основной целью дисциплины является изучение аспирантами специаJIь-

ных вопросов электронной техники в таких областях, как разработка и произ-

водство электровакуумных, плазменных и рентгеновских приборов.

Также описываются особенности использования рентгеновских, вакуум-

ных и пл€вменных технологий в приборостроении.

SUBJECT SUMMARY
(SPECIAL QUESTIONS ОF VACUUM AND PLASMA ELECTRONICS>

The main рurроsе of the discipline is the study of graduate students of special

issues of electronic techniques in sчсh areas as the development and production of

vacuum, plasma and х-rау devices.

Also describe the peculiarities of the х-rау, часuum and plasma technologies in

instrumentation.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Знать и понимать физические процессы в вакуумных и пл€вменных

приборах и их конструктивно-технологические особенности.

2. Уметь проводить теоретический анализ, компьютерное моделирование

и экспериментальные исследования физических процессов, лежащих в основе

принципов работы электровакуумных, плазменных и рентгеновских приборов.

3. Владеть навыками самостоятелъной работы с литературой; аппаратFIы-

ми и методическими средствами эксперимента_пьного исследования приборов lI

устройств.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина,

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП.
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Щисциплина <<Специ€Lпьные вопросы вакуумной и плазменной электрони-

киD относится к вариативной части ООП. Щисциплина преподается на основе

знаний, полученных при освоении программы магистратуры или специаJIитета,

и является фундаментом для подготовки кандидатской диссертации.



СОДВРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение (1 академ. час)

Содержание, цель и значение дисциплины в подготовке аспирантов, ее

связь с другими дисциплинами и подготовкой кандидатской диссертации. Об-

щая классификация приборов и устроЙств вакуумноЙ и плазменноЙ электрони-

ки.

Тема 1. Технологии, применяемые в производстве приборов вакуум-

ной электроники (34 академ. часа)

Принципы создания и совершенствования вакуумных и г€воразрядных

приборов, включая вопросы разработки научных основ, физических и техниче-

ских принципов ре€tлизации и совершенствования указанных приборов и их ос-

новных компонентов. Изучение и разработка технологий изготовления как

приборов в целом, так и их основных узлов, специzшьного оборудования, ком-

понентов и матери€uIов. Технологии формирования покрытий. Электроэррозия.

Системы вакуумной откачки, сварки, отжига, тренировки.

Тема 2. Устройства плазменной электроники (Зб акадепt. часов)

Устройства плазменной электроники для модифицирования свойств по-

верхностеЙ материаIIов, формирования покрытиЙ, травления, уд€Lления поверх-

ностных загрязнений. Типы и устройства для ионно-плазменной технологии.

Щиодные распылительные системы: на постоянном токе, ВЧ, магнетронные.

ГIлазменные источники электронов: особенности конструкций, характеристики,

элементы расчета, области применения. Плазменные источlIики ионов: особен-

ности конструкций, характеристики, элементы расчета, области применения.

Плазменные ускорители: особенности конструкций, характеристики, элеN{енты

расчета, области применения. Генераторы низкотемпературной плазмы: осо-

бенности конструкций, характеристики, элементы расчета, области примене-

ния.



Тема 5. Компьютерное моделированIIе и САПР электронных прибо-

ров (34 академ. часа)

Теоретические и эксперип4ент€lJIьные исследования и разработка методоR

расчета, включая методы анаJIиза и оптимизации с использованием современ-

ных программных средств компьютерного моделирования и проектирования

электронных приборов системой ANSYS и стандартных наборов программ для

операционной среды WINDOWS.

Заключение (2 академ. часа)

Перспективы 
развиTия 

приборов вакуумной и плазменной электроникии

расширение областей их практит{еского применения.
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УЧВБНО_МЕТОДИЧВСКОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЬ[

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Ns
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
основная л

1 1 2а9

2
iарченко В.'Г. ПлазN{еI{ные приборы и устройства на базе
,леющего 

разряда: учеб. пособие, СПб.: СПбГЭТУ
lЛЭТИ>>, 2002 г., 65 с.

2 76

J

Барченко В.Т., Быстров Ю.А., Колгин Е.А. Ионно-
пл€вменные технологии в электронном производстве
Цод ред. Ю.А. Быстрова, СПб.: Энергоатомиздат, СПб.
отд-ние,2001

2 |з7

4
Грязнов А.Ю., Потрахов Н.Н. Применение ускорителей
рентгеновских приборов: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во
0ПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2006, 46 с.

и
2 19

5

Барченко В.Т., Гребнев O.LI., Лисеrtков А.А., Франгулов
0.В. Физические основы плilзменной электроники: Учеб.
шособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2010

,2
185

6
В.Т. Барченко и др. Технологические вакуумно-дуговые
истоtIники плазN{ы (I SBN 97 8-5-7 629-|з 66-9).
СПбГЭТУ (ЛЭТИ>, СПб, 2014.262 с.

2 10

7

.острин Л.К., Лисенков А.А., Ухов А.А.. Электронные
редства контроля технологических процессов (ISBN
78-5-7629-1851-0) СПбГЭТУ (ЛЭТИ)), СПб, 2016. 228

/- I0

ополни,гелъная JI

1

юев В.В. Рентгенотехника: Справочник в 2 кн./ В.В
юев, Ф.Р. Соснин, В. Аертс и др.; Под ред. В.В
юева. - М.: МашиностреIlие, 1992.

1 Кн, 1-2
KT1.2-2

2
В.С. Фролов. Вакуумная техника. Справочник
Издательство: Машиностроение", l992r.

2 2

Т.В. Крrселева
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специ€Lлизированного н€Lзначения, а также информаци-

онные справочные системы) и матери€Lпьно-техническая база, используемые

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют

требованиям федер€Lльного государственного образовательного стандарта выс-

шего образования.

Описание информационных технологий и матери€lJIьно-технической безы

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.

Jф электронный адрес
1 http ://infotechl ib. narod. ru
2 http ://ru.wikipedia. оrg
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